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유도 결합 혼합 기체 방전에서의Ar/SF6

전자 에너지 분포 측정을 통한 플라즈마 변수 연구

오승주 이효창 이정규 이영광 정진욱, , , ,

한양대학교 전기공학과

SF6 기체 및 Ar/SF6 혼합 기체 방전은 실제 반도체 및 디스플레이 공정에서 널리 쓰이고 있지

만 측정상의 어려움으로 인하여 정량적인 데이터 및 기본 연구가 부족한 실정이다 본 연구는, .
유도 결합 Ar/SF6 혼합 기체 플라즈마에서 다양한 압력과 혼합 가스 비율에 따른 전자 에너지

분포 측정을 통한 플라즈마 변수 연구에 관한 내용이다 낮은 가스 압력에서. SF6 기체의 혼합

비율이 증가함에 따라서 상대적으로 적은 전자 밀도 감소와 전자 온도의 증가가 보였다 하지만. ,
높은 가스 압력에서 SF6 기체의 혼합 비율이 증가함에 따라 상당한 전자 밀도 감소와 급격한

전자 온도 증가 가 관찰되었다 이러한 전자 온도와 전자 밀도의 극적인 변화는(~ 9 eV) . SF6

기체 증가에 의한 전자 중성종 충돌과 음이온 생성으로 인한 것으로 여겨지며 유체 모델 및- ,
전자 가열 모드를 고려하여 해석하였다.


